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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学ソースであって、
　実質的に一定の間隔を有する波長のセットを有する光信号を出力するように構成された
光源のセットを備え、所定の光源は、前記波長のセット中の所定の波長を有する所定の光
信号を出力するように構成されており、前記波長のセットは、波長コームを構成し、
　前記光源のセットに光結合され、前記光信号を結合するように構成された光コンバイナ
と、
　前記光コンバイナに光結合され、曲面上に回折格子を含む光デバイスとを備え、前記光
デバイスは、反射ジオメトリを用いて前記光信号を結像および回折し、かつ前記回折格子
の対応する回折角で前記光信号を出力することにより、前記波長コームを維持するように
構成されており、
　前記光デバイスに光結合され、前記回折角で出力された前記光信号に関連する光学距離
を測定するように構成された複数の光検出器を備え、前記複数の光検出器の各々は、関連
付けられた回折角で出力された光信号の光学距離を測定するように構成されるとともに、
前記複数の光検出器は、それぞれの光信号の光学距離を決定するように構成されており、
　前記複数の光検出器および前記光源のセットに結合され、前記光学距離に基づいて制御
信号を前記光源のセットに与えることにより、前記波長のセット中の隣接する波長間の距
離を実質的に一定に維持するように構成された制御ロジックを備え、
　前記光デバイスおよび前記複数の光検出器は受動シリコン光導波路に形成されるととも
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に、前記光源のセットは能動光導波路に形成されており、前記能動光導波路と前記受動シ
リコン光導波路との間には、エッチングされた鏡ファセットを含む出力結合器が配置され
ている、光学ソース。
【請求項２】
　前記制御信号は、前記光源のセットの利得および位相を調整する、請求項１に記載の光
学ソース。
【請求項３】
　前記制御信号は、前記光源のセットにより出力された前記光信号の前記波長のセットを
調整することにより、前記光デバイスにより出力された前記波長コーム中の前記波長の位
置を実質的に維持する、請求項１または２に記載の光学ソース。
【請求項４】
　前記光源のセットは、共振波長を有するリング共振器を含み、
　前記制御信号は、前記共振波長を調整することによりキャリア波長を調整する、請求項
３に記載の光学ソース。
【請求項５】
　前記光デバイスの所定の回折次数に関連する入射角は、前記所定の回折次数に関連する
回折角と異なる、請求項１～４のいずれか１項に記載の光学ソース。
【請求項６】
　前記回折格子の格子ピッチは、２０μｍより大きい、請求項１～５のいずれか１項に記
載の光学ソース。
【請求項７】
　前記光デバイスは、エシェル格子を含む、請求項１～６のいずれか１項に記載の光学ソ
ース。
【請求項８】
　前記光源のセットは、レーザおよび発光ダイオードの少なくとも１つを含む、請求項１
～７のいずれか１項に記載の光学ソース。
【請求項９】
　前記光コンバイナは、２つの入力が結合されて出力が得られる、カスケード接続された
２×１の光コンバイナを含む、請求項１～８のいずれか１項に記載の光学ソース。
【請求項１０】
　前記複数の光検出器は、パワーモニタを含む、請求項１～９のいずれか１項に記載の光
学ソース。
【請求項１１】
　システムであって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサにより実行されるように構成されたプログラムモジュールを格納するメ
モリと、
　光学ソースとを備え、前記光学ソースは、
　　実質的に一定の間隔を有する波長のセットを有する光信号を出力するように構成され
た光源のセットを備え、所定の光源は、前記波長のセット中の所定の波長を有する所定の
光信号を出力するように構成されており、前記波長のセットは、波長コームを構成し、
　　前記光源のセットに光結合され、前記光信号を結合するように構成された光コンバイ
ナと、
　　前記光コンバイナに光結合され、曲面上に回折格子を含む光デバイスとを備え、前記
光デバイスは、反射ジオメトリを用いて前記光信号を結像および回折し、かつ前記回折格
子の対応する回折角で前記光信号を出力することにより、前記波長コームを維持するよう
に構成されており、
　　前記光デバイスに光結合され、前記回折角で出力された前記光信号に関連する光学距
離を測定するように構成された複数の光検出器を備え、前記複数の光検出器の各々は、関
連付けられた回折角で出力された関連付けられた光信号の光学距離を測定するように構成
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されるとともに、前記複数の光検出器は、それぞれの光信号の光学距離を決定するように
構成されており、
　　前記複数の光検出器および前記光源のセットに結合され、前記光学距離に基づいて制
御信号を前記光源のセットに与えることにより、前記波長のセット中の隣接する波長間の
距離を実質的に一定に維持するように構成された制御ロジックを備え、
　前記光デバイスおよび前記複数の光検出器は受動シリコン光導波路に形成されるととも
に、前記光源のセットは能動光導波路に形成されており、前記能動光導波路と前記受動シ
リコン光導波路との間には、エッチングされた鏡ファセットを含む出力結合器が配置され
ている、システム。
【請求項１２】
　光信号を与えるための方法であって、
　光源のセットを用いて、実質的に一定の間隔を有する波長のセットを有する光信号を出
力するステップを含み、所定の光源は、前記波長のセット中の所定の波長を有する所定の
光信号を出力し、前記波長のセットは、波長コームを構成し、
　前記光信号を結合するステップと、
　反射ジオメトリを有する光デバイスを用いて、結合された前記光信号を結像および回折
するステップとを含み、前記光デバイスは、曲面上に回折格子を含み、前記光デバイスは
、前記回折格子の対応する回折角で前記光信号を出力することにより、前記波長コームを
維持し、
　前記光デバイスに光結合される複数の光検出器を用いて、前記回折角で出力された前記
光信号に関連する光学距離を測定するステップを含み、前記複数の光検出器の各々は、関
連付けられた回折角で出力された関連付けられた光信号の光学距離を測定するとともに、
前記複数の光検出器は、それぞれの光信号の光学距離を決定し、前記光デバイスおよび前
記複数の光検出器は受動シリコン光導波路に形成されるとともに、前記光源のセットは能
動光導波路に形成されており、前記能動光導波路と前記受動シリコン光導波路との間には
、エッチングされた鏡ファセットを含む出力結合器が配置されており、
　前記光学距離に基づいて制御信号を前記光源のセットに与えることにより、前記波長の
セット中の隣接する波長間の距離を実質的に一定に維持するステップを含む、方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　背景
　分野
　本開示は、光信号を通信するための技術に関する。より特定的には、本開示は、フィー
ドバックを用いて、光源により生成された隣接する波長間の実質的に一定の間隔を維持す
る光源に関する。
【背景技術】
【０００２】
　関連技術
　シリコンフォトニクスは、チップ間およびチップ内接続用に、大きな通信帯域、低いレ
イテンシ(latency)および低電力消費を提供することの可能な期待される技術である。過
去数年間で、高帯域高効率なシリコン変調器、低損失光導波路、波長分割多重（ＷＤＭ）
部品、および高速ＣＭＯＳ光導波路光検出器を含む、チップ間およびチップ内シリコン－
フォトニック接続（silicon-photonic connections）における使用のための低コスト部品
の開発において大きな進歩がなされてきた。しかしながら、多波長レーザ源などの好適な
低コストＷＤＭ光源は難題のままであり、それなしでは、ＷＤＭシリコン－フォトニック
リンクを実現するのに障害が生じる。
【０００３】
　特に、従来のＷＤＭリンクは、国際電気通信連合（ＩＴＵ）規格、ＩＴＵ－Ｔ　Ｇ．６
９４．１により規定されるものなど、一定のチャネル間隔を有する予め規定された波長格
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子により動作する。その結果、これらの従来のＷＤＭリンクで用いられる、レーザなどの
既存のＷＤＭ光源は、予め規定された波長格子に調整され、ロックされる。しかしながら
、このような既存のＷＤＭ光源用の波長制御は、典型的にはかなり複雑である。たとえば
、波長ロックを実現するために、エアギャップエタロンフィルタが既存のＷＤＭ光源によ
く用いられている。これらのエアギャップエタロンフィルタは、通常嵩張るため、何千も
の集積ＷＤＭ光源が存在し得るＷＤＭシリコン－フォトニックリンクにおける集積または
使用には好適でない。
【０００４】
　したがって、上記の問題のない光源が必要とされる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　概要
　本開示の一実施形態は、光源を提供する。この光源は、実質的に一定の間隔を有する波
長のセットを有する光信号を出力する光源のセットを含み、所定の光源は、波長のセット
中の所定の波長を有する所定の光信号を出力し、波長のセットは、波長コームを構成する
。さらに、光源における光コンバイナは、光信号を結合する。さらに、曲面上に回折格子
を含む、光源における光デバイスは、反射ジオメトリ（reflective geometry）を用いて
光信号を結像（image）および回折し、かつ回折格子の対応する回折角で光信号を出力す
ることにより、波長コームを維持する。さらに、光源における複数の光検出器は、回折角
で出力された光信号に関連する光学距離を測定し、所定の光検出器は、所定の光信号に関
連する所定の光学距離を測定する。光源における制御ロジックは、光学距離に基づいて制
御信号を光源のセットに与えることにより、波長のセット中の隣接する波長間の実質的に
一定の間隔を維持する。
【０００６】
　なお、光デバイスの所定の回折次数に関連する入射角は、所定の回折次数に関連する回
折角と異なってもよい。たとえば、光デバイスは、エシェル格子を含んでもよい。さらに
、回折格子の格子ピッチは、２０μｍより大きくてもよい。
【０００７】
　さらに、光源のセットは、レーザおよび／または発光ダイオードを含んでもよい。
　一部の実施形態では、光コンバイナは、２つの入力が結合されて出力が得られる、カス
ケード接続された２×１の光コンバイナを含む。
【０００８】
　さらに、光検出器は、電力モニタを含んでもよい。
　なお、制御信号は、光源のセットの利得、位相および発光波長を調整することにより、
光デバイスにより出力された波長コーム中の波長の位置決め（registration）を実質的に
維持してもよい。たとえば、光源のセットは、共振波長を有するリング共振器を含んでも
よく、制御信号は、共振波長を調整することにより源発光波長（source emitting wavele
ngths）を調整してもよい。
【０００９】
　別の実施形態は、光源を含むシステムを提供する。
　別の実施形態は、光源を用いて行なわれてもよい、光信号を与えるための方法を提供す
る。動作中、光源のセットは、実質的に一定の間隔を有する波長のセットを有する光信号
を出力し、所定の光源は、波長のセット中の所定の波長を有する所定の光信号を出力し、
波長のセットは、波長コームを構成する。次に、光コンバイナは光信号を結合する。さら
に、光デバイスは、反射ジオメトリを用いて、結合された光信号を結像および回折し、光
デバイスは、曲面上に回折格子を含み、光デバイスは、回折格子の対応する回折角で光信
号を出力することにより、波長コームを維持する。次に、複数の検出器は、回折角で出力
された光信号に関連する光学距離を測定し、所定の光検出器は、所定の光信号に関連する
所定の光学距離を測定する。さらに、制御ロジックは、光学距離に基づいて制御信号を光
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源のセットに与えることにより、波長のセット中の隣接する波長間の実質的に一定の間隔
を維持する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本開示の一実施形態に従ったダイナミック格子コーム光源を示すブロック図であ
る。
【図２】本開示の一実施形態に従ったダイナミック格子コーム光源を示すブロック図であ
る。
【図３】本開示の一実施形態に従ったリング反射器を含むハイブリッド光源を示すブロッ
ク図である。
【図４】本開示の一実施形態に従った集積回路を示すブロック図である。
【図５】本開示の一実施形態に従った図１、図２または図３の光源を含むシステムを示す
ブロック図である。
【図６】本開示の一実施形態に従った光信号を与えるための方法を示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　表１は、本開示の一実施形態に従ったエシェル格子についての設計パラメータを示す。
　なお、図全体を通して、同一の参照番号は対応する部品を指す。さらに、同じ部品が複
数回現れる場合、ダッシュにより現れる回数から離された共通の接頭辞により示す。
【００１２】
　　詳細な説明
　光源、光源を含むシステム、および光信号を与えるための技術の実施形態を説明する。
この光源は、フィードバックを用いて、光源により出力される波長コームにおける波長の
セット中の隣接する波長間の実質的に一定の間隔を維持する。特に、光源における光源の
セットは、波長のセットを有する光信号を与える。さらに、光信号は、光源における光デ
バイス（エシェル格子など）の回折角で出力され、光源における光検出器は、光信号に関
連する光学距離（optical metric）を測定する。さらに、光源における制御ロジックは、
測定された光学距離に基づいて制御信号を光源のセットに与える。
【００１３】
　隣接する波長間に実質的に一定の間隔を有する波長コームを設けることにより、光源は
、小型で、エネルギ効率がよく、低コストな多波長光源が、波長分割多重（ＷＤＭ）シリ
コン－フォトニックリンクにおける高速通信など、さまざまな用途においての使用のため
に実施できるようにし得る。その結果、光源は、高速チップ間およびチップ内シリコン－
フォトニック相互接続、ならびに、この部品を含むことのできる関連システム（高性能コ
ンピューティングシステムなど）を容易化する助けをし得る。
【００１４】
　ここで、光源の実施形態を説明する。レーザなどの既存のＷＤＭ光源の波長制御は、典
型的には、駆動電流の制御、レージングキャビティにおける波長フィルタの調整、および
、レーザ光の波長モニタリングから得られるフィードバック信号を用いたレージングキャ
ビティの位相の微調整を伴う。以下の説明では、波長コームは、光源のセットおよび光デ
バイスのフィードバック制御を含むＷＤＭ光源により設けられ、光デバイスは、ＷＤＭ光
源により出力される隣接する波長の影響を受けないため、それらの隣接する波長の正確な
間隔を維持する精密な光分波器（demultiplexer）として機能する。
【００１５】
　ダイナミック格子コーム光源（dynamic-grid comb optical source）１００を示すブロ
ック図を図示する図１中に、ＷＤＭ光源が示される。この光源は、実質的に一定の間隔を
有する波長のセット（光リンクまたはＷＤＭにおける光チャネルにおける使用のためのキ
ャリア波長など）を有する光信号（光信号１１２など）を出力する光源のセット１１０を
含む。ここで、所定の光源は、波長のセット中の所定の波長を有する所定の光信号を出力
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し、波長のセットは、波長コームを構成する。たとえば、波長のセット１１０は、レーザ
および／または発光ダイオードを含んでもよく、光信号は、光源のセット１１０のモニタ
リングポートから出力されてもよい。
【００１６】
　さらに、光源１００における光コンバイナ（optical combiner）１１４は、光信号を結
合する。この光信号は、２つの入力が結合されて出力が得られる、カスケード接続された
２×１の光コンバイナ（Ｙ－接合電力コンバイナなど）を含んでもよい。
【００１７】
　さらに、曲面１２０上の回折格子１１８を含む、光源１００における光デバイス１１６
は、光分波器を設ける。特に、光デバイス１１６は、反射ジオメトリを用いて光信号を結
像および回折し、回折格子１１８の対応する回折角で光信号を出力することにより、隣接
する波長間の正確な間隔を有する波長コームを維持する。
【００１８】
　なお、光デバイス１１６の所定の回折次数に関連する入射角（θi）１２２は、所定の
回折次数に関連する回折角（θd）１２４と異なってもよい。さらに、回折格子１１８の
格子ピッチ１２６は、２０μｍより大きくてもよい。
【００１９】
　例示的な実施形態では、光デバイス１１６は、エシェル格子を含む。エシェル格子の線
分散（ＬＤ）は次のように表わされ得る。
【００２０】
【数１】

【００２１】
　ここで、Ｒは、光デバイス１１６のローランド円半径であり、λは、波長のセットにお
ける中心波長であり、ｎgは、群屈折率であり、ｎeffは、光信号を伝える光デバイス１１
６における層（半導体層４１４など）の実効屈折率である。または、ＬＤは次のように規
定される。
【００２２】

【数２】

【００２３】
　ここで、ｐは格子ピッチ１２６であり、ｓは、波長コーム中の実質的に一定の間隔であ
る。式１および式２から、ｓは、次のように再度表わされ得る。
【００２４】

【数３】

【００２５】
　さらに、式３を用いて、実質的に一定の間隔（δｓ）のばらつきは、次のように概算さ
れ得る。
【００２６】

【数４】
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【００２７】
　なお、式４の右辺の第１項は、典型的には小さい（たとえば、１％未満）。光信号がシ
リコン層において伝えられる場合、ｎeffおよびｓは、製造ばらつきおよび／または周囲
温度の変化のため、数％まで変わり得る。しかしながら、ｓは比較的小さい（たとえば、
１．６ｎｍ）ため、δｓの大きさも非常に小さい。したがって、λが正確なまま維持され
なくても、波長コーム中の隣接する波長間の非常に正確で安定した間隔が達成されること
ができる。
【００２８】
　このように、光信号を正確に結像および回折することにより、光デバイス１１６は、波
長のセットのモニタリングを容易化し、ひいては光源のセット１１０のフィードバック制
御調整を容易化することができる。特に、光源１００における複数の光検出器（optical 
detectors）１２８は、回折角（回折角１２４など）で出力される光信号に関連する光学
距離を測定してもよい。ここで、所定の光検出器は、所定の光信号に関連する所定の光学
距離を測定する。たとえば、複数の光検出器１２８は、複数の電力モニタおよび／または
光検出器のアレイを含んでもよく、これらは、回折角で出力された光導波路中の光（また
は光の一部）を増幅およびモニタすることにより、波長のセットおよび／または波長コー
ムについての追跡信号（tracking signals）を与える。
【００２９】
　さらに、光源１００における制御ロジック１３０は、光学距離に基づいて制御信号１３
２を光源のセット１１０に与えることにより、波長のセットにおける隣接する波長間の実
質的に一定の間隔を維持する（すなわち、波長コームにおける波長は、正確な間隔を有す
る格子にロックされることができる）。たとえば、制御信号１３２は、光源のセット１１
０の利得（ＧＮ．）、位相（ＰＨ．）および／または発光波長（ＷＶ．）を調整してもよ
い。なお、これらの調整は互いに独立していてもよい。
【００３０】
　一部の実施形態では、光源１００は、光デバイス１１６に最も近い位置に省略可能な偏
光補償器（polarization compensator）１３４を含み、ここで、省略可能な偏光補償器１
３４は、光信号の偏光のばらつきを補償する。
【００３１】
　先の実施形態における中心波長λは、実質的に一定の間隔ｓほど正確には維持されない
場合もあるが、光源１００の製造後、（その上に光源１００の少なくとも一部が実現され
る）基板の温度が大きく変わらない限り、中心波長λはほぼ固定されてもよい。したがっ
て、光源１００により設けられる波長コームは、絶対的な波長位置決めを必要としなくて
もよい。これは、ポイント－ポイント接続形態（point-to-point topologies）を有する
ＷＤＭシリコン－フォトニックリンクなど、内部動作性がしばしば必要でない通信用途に
おいて有用となり得る。
【００３２】
　しかしながら、一部の実施形態では、波長のセットは、測定された光学距離に基づくフ
ィードバックを用いて調整されることもできる。たとえば、制御信号１３２は、光源のセ
ット１１０により出力される光信号の波長のセットを調整することにより、光源１００に
より出力される波長コームにおける波長の位置決めを実質的に維持してもよい。特に、ダ
イナミック格子コーム光源２００を示すブロック図を図示する図２に示すように、光源の
セット１１０は、共振波長を有するリング共振器２１０を含んでもよく、制御信号１３２
は、共振波長（および、ひいては光源のセット１１０の利得ピーク）を調整することによ
りキャリア波長を調整してもよい。
【００３３】
　一部の実施形態では、リング共振器２１０の共振波長は、互いからオフセットされるこ
とにより、合成波長コームを設ける。これらの実施形態では、リング共振器２１０を、こ
れらの共振波長が波長のセットにおいて整合するか、または最も近い波長と並ぶように調
整することにより、光源２００から所望の出力された波長コームを得ることができる。実
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きを追跡または補償することができる。
【００３４】
　なお、ＷＤＭシリコン－フォトニックリンクにおいて、合成波長コームは、下流（たと
えば、受光器において）で調整されて、多重化器／分波器（multiplexer/de-multiplexer
）またはアド／ドロップフィルタなどの、介在するＷＤＭ部品に関連する波長のばらつき
を追跡または補償してもよい。一部の実施形態では、合成波長コームは、１以上の待機ま
たは予備波長が利用可能である波長間隔を、動作波長帯域外にしたり、または定格動作波
長間にしたりできる。たとえば、互いにオフセットされた、同一の、実質的に一定の間隔
を有する２つ以上の波長コームが存在することにより、予備として交互の波長コームを設
けてもよい。
【００３５】
　ハイブリッド光源３００を示すブロック図を図示する図３に示されるように、一部の実
施形態では、ダイナミック格子コーム光源は、ＩＩＩ－Ｖ／シリコンハイブリッド集積レ
ーザを含む。ＩＩＩ－Ｖ部分（section）は、利得領域、位相調整領域、一端に高反射率
鏡、および他端に出力結合器（エッチングされた鏡ファセット（mirror facet）など）を
含む。たとえば、ＩＩＩ－Ｖ部分は、能動光導波路において実現されてもよい。この能動
光導波路は、受動シリコン光導波路に光結合されてもよい（図４を参照して以下に説明す
るように、これはシリコン－オン－インシュレータまたはＳＯＩ技術を用いて実現されて
もよい）。さらに、受動シリコン光導波路は、調整可能な波長選択性鏡として機能するリ
ング共振器と、レージング出力デバイスとして機能する方向性結合器とを含んでもよい。
【００３６】
　なお、リング共振器の出力ポートは、モニタリングポートとして用いられることもでき
、モニタリングポートは、光コンバイナ１１４における２×１の光コンバイナ（図１およ
び図２）を介して波長制御のための光デバイス１１６（図１および図２）に接続されても
よい。代わりに、または追加的に、光のほんの一部が、波長モニタリングのために出力ポ
ートから直接取出される（tapped）こともできる。
【００３７】
　上記のように、光源の少なくとも一部はＳＯＩ技術を用いて実現される。これは、集積
回路４００の側面図を示すブロック図を図示する図４に示される。特に、集積回路４００
は、基板４１０と、基板４１０上に配置された埋め込み酸化層４１２と、埋め込み酸化層
４１２上に配置された半導体層４１４とを含み、光源の少なくとも一部（光デバイス１１
６など）は半導体層４１４に含まれる。たとえば、基板４１０および／または半導体層４
１４は、シリコンなどの半導体を含んでもよい。
【００３８】
　例示的な実施形態では、波長のセットは、１．３または１．５５μｍの基本波長を有す
る光信号のように、１．１～１．７μｍの間である。さらに、半導体層４１４は、１μｍ
未満（０．２～０．３μｍなど）の厚さ４１６を有してもよく、これは５０～１００ｐｍ
の実質的に一定の間隔（δｓ）のばらつきを許容可能であってもよい。さらに、埋め込み
酸化層４１２は、０．３～３μｍの間（０．８μｍなど）の厚さ４１８を有してもよい。
さらに、光デバイス１１６におけるエシェル格子の例示的な設計についてのパラメータが
表１に示される。
【００３９】
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【表１】

【００４０】
　光源は、さまざまな用途に用いられ得る。これは、光源１００（図１）、２００（図２
）または３００（図３）などの光源５０８を含むシステム５００を示すブロック図を図示
する図５に示される。システム５００は、１以上のプロセッサ５１０、通信インターフェ
イス５１２およびユーザインターフェイス５１４を含んでもよく、ユーザインターフェイ
ス５１４は、１以上の信号線５２２によりシステム５００における他の部品に結合されて
もよい。なお、１以上のプロセッサ（またはプロセッサコア）５１０は、並列処理および
／またはマルチスレッド動作（multi-threaded operation）を支持してもよく、通信イン
ターフェイス５１２は持続的な通信接続を有してもよく、１以上の信号線５２２は通信バ
スを構成してもよい。さらに、ユーザインターフェイス５１４は、ディスプレイ５１６、
キーボード５１８、および／またはマウスなどのポインタ５２０を含んでもよい。
【００４１】
　システム５００におけるメモリ５２４は、揮発性メモリおよび／または不揮発性メモリ
を含んでもよい。より具体的には、メモリ５２４は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥ
ＰＲＯＭ、フラッシュ、１以上のスマートカード、１以上の磁気ディスク記憶デバイス、
および／または１以上の光記憶デバイスを含んでもよい。メモリ５２４は、ハードウェア
依存性タスクを実施するためのさまざまな基本的システムサービスを処理するための手順
（または命令のセット）を含む動作システム５２６を格納してもよい。さらに、メモリ５
２４は、通信モジュール５２８における通信手順（または命令のセット）を格納してもよ
い。これらの通信手順は、システム５００に対して遠隔に配置されるコンピュータ、デバ
イスおよび／またはサーバを含む、１以上のコンピュータ、デバイスおよび／またはサー
バと通信するために用いられてもよい。
【００４２】
　メモリ５２４は、１以上のプログラムモジュール５３０（または命令のセット）を含ん
でもよい。なお、プログラムモジュール５３０の１以上は、コンピュータプログラム機構
を構成してもよい。メモリ５２４におけるさまざまなモジュールでの命令は、高度な手順
言語、オブジェクト指向プログラミング言語、および／またはアセンブリもしくは機械言
語で実現されてもよい。プログラミング言語は、１以上のプロセッサ（またはプロセッサ
コア）５１０によって実行されるように、コンパイルまたは解釈されてもよく、すなわち
、構成可能であるか、または構成されてもよい。
【００４３】
　システム５００は、ＶＬＳＩ回路、スイッチ、ハブ、ブリッジ、ルーター、通信システ
ム、記憶域ネットワーク、データセンター、ネットワーク（ローカルエリアネットワーク
など）、および／またはコンピュータシステム（マルチコアプロセッサコンピュータシス
テムなど）を含んでもよい。さらに、コンピュータシステムは、次に限定されないが、サ
ーバ（マルチソケット、マルチラックサーバなど）、ラップトップコンピュータ、通信デ
バイスまたはシステム、パーソナルコンピュータ、ワークステーション、メインフレーム
コンピュータ、ブレード、企業コンピュータ、データセンター、携帯コンピューティング
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Ｓ）システム、記憶域ネットワーク（ＳＡＮ）システム、および／または、別の電子コン
ピューティングデバイスを含んでもよい。
【００４４】
　一般的に、システム５００は、１つの場所にあってもよく、または複数の地理的に離れ
た場所にわたって分散されてもよい。さらに、システム５００の機能性の一部またはすべ
ては、１以上の特定用途集積回路（ＡＳＩＣｓ）および／または１以上のデジタル信号プ
ロセッサ（ＤＳＰｓ）で実現されてもよい。さらに、先の実施形態における機能性は、当
該技術分野で知られているように、ハードウェアでより多く、ソフトウェアでより少なく
実現されても、またはハードウェアでより少なく、ソフトウェアでより多く実現されても
よい。
【００４５】
　先の実施形態は、より少ない部品または追加的な部品を含んでもよい。さらに、チップ
パッケージおよびシステムは、数多くの単体のアイテムを有するとして説明されているが
、これらの実施形態は、ここに記載される実施形態の構造的概略ではなく、存在し得るさ
まざまな特徴の機能的説明であることを意図している。その結果、これらの実施形態では
、２つ以上の部品を単一の部品に組合せてもよく、および／または、１以上の部品の位置
を変更してもよい。さらに、先の実施形態の２つ以上における特徴を互いに組合せてもよ
い。
【００４６】
　ここで、方法の実施形態を説明する。図６は、光信号を与えるための方法を示すフロー
チャート６００を図示し、これは光源１００（図１）、２００（図２）または３００（図
３）を用いて行なわれてもよい。動作中、光源のセットは、実質的に一定の間隔を有する
波長のセットを有する光信号を出力する（動作６１０）。ここで、所定の光源は、波長の
セット中の所定の波長を有する所定の光信号を出力し、波長のセットは、波長のコームを
構成する。次に、光コンバイナは、光信号を合体する（動作６１２）。さらに、光デバイ
スは、反射ジオメトリを用いて、結合された光信号を結像および回折する（動作６１４）
。ここで、光デバイスは、曲面上の回折格子を含み、光デバイスは、回折格子の対応する
回折角で光信号を出力する（動作６１６）ことにより、波長コームを維持する。次に、複
数の光検出器は、回折角で出力された光信号に関連する光学距離を測定する（動作６１８
）。ここで、所定の光検出器は、所定の光信号に関連する所定の光学距離を測定する。さ
らに、制御ロジックは、光学距離に基づいて光源のセットに制御信号を与えることにより
（動作６２０）、波長のセットにおける隣接する波長間の実質的に一定の間隔を維持する
。
【００４７】
　方法６００の一部の実施形態では、追加的またはより少ない動作が存在する。さらに、
動作の順序は変更されてもよく、および／または、２つ以上の動作が単一の動作に組合さ
れてもよい。
【００４８】
　上記の説明は、当業者が本開示を実施し、使用するのを可能にすることを意図し、特定
の用途およびその要件の文脈で設けられる。さらに、本開示の実施形態の上記の説明は、
例示および説明の目的のみのために提示される。それらは網羅的であったり、本開示を開
示された形態に限定することを意図するものではない。したがって、多くの改良およびバ
リエーションが当業者に明らかとなり、ここに規定される一般的な原則は、本開示の趣旨
および範囲から逸脱することなく他の実施形態および用途に適用され得る。さらに、先の
実施形態の説明は、本開示を限定することを意図するものではない。したがって、本開示
は、示される実施形態に限定されることを意図せず、ここに開示される原則および特徴と
一致する最も広い範囲が与えられることを意図する。
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